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Text posudku

Habilita¢ni prace je vystiznym a velmi dikladné zpracovanym piehledem pouziti
spektroskopicke elipsometrie pro studium vlastnosti nékterych technologicky vyznamnych
polovodiéi, kterym se uchaze¢ vénuje jiz od doby studia na Pfirodovédecké fakulté MU.

Kapitola 3 obsahuje dostate¢ny piehled o technikach spektroskopické elipsometrie. Vlastni
vysledky jsou obsahem kapitol 4, 5 a 6, které jsou zaméfeny na rizné typy polovodici a které
také navazuji chronologicky. Volba témat pokryva nékolik vyznaénych sméru, které maji pro
soucasny polovodi¢ovy primysl velky vyznam a soucasné predstavuji zajimavé objekty
materialového vyzkumu. Vysledkova ¢ast prace dokazuje vysokou odbornost uchazece.
Pokud mohu posoudit, prace neobsahuji zadné pochybeni, naopak, zpracovani vysledku
véetné diskuse je vzorné dukladné.

Méfeni optickych vlastnosti objemového kiemiku p¥i vysokych teplotach (az do 1123 K)

v kapitole 4 predstavuji dosud unikatni vysledky. Ziskané teplotni zavislosti dielektrickych
funkei (a zvlasté vlastnosti pfechodu E;) mohou mit velkou hodnotou pro opticka sledovani
technologickych krokt v polovodi¢ové vyrobe.

Kapitola 5 je vénovana optickym funkcim GaNAs méfenym v supermiizkach
GaNyAs;.,/(InAs)/GaAs nebo pro samostatné vrstvy GaNAs. Tato ¢ast prace vznikala ve
spolupraci s Lincoln University a s Univerzitou v Lipsku. Vysledkem jsou soubory optickych
funkci pro rizné koncentrace dusiku. I11-V polovodice s obsahem nitridové slozky jsou
pomérné novym materialem, ktery je pfedmétem zajmu pro mnoho technickych pouziti, od
telekomunikaci az po fotovoltaické epitaxni struktury pro koncentra¢ni ¢lanky s vysokou
uéinnosti.

Sitka odborného zabéru uchazece je dokreslena kapitolou 6, které je vénovana objemovym
chalkogenidovym As33Se7.<Sex sklim s riznym slozenim, tentokrat ve spolupraci

s Univerzitou v Pardubicich. Chalkogenidova skla jsou tradi¢nim pfedmétem vyzkumu, ktery
ma také fadu vyznamnych pouZiti.

Prace se opira o vice nez 200 odkazii na publikace, které vystihuji stav oboru az do
soucasnosti.



Uchaze¢ v uvodu specifikuje sviij autorsky podil na publikacich spole¢nych se spoluautory,
jeho podil hodnotim jako podstatny.

Vysledky uchazece lze posoudit i pomoci cita¢niho ohlasu jeho publikovanych praci. Zbézny
pohled na WoS ukazuje pro 30 publikaci uchazece péknych 247 citaci, h index 9. Pokud
bychom se omezili pouze na 8 praci, o které se habilita¢ni prace opira (odkazy 8 — 16), ty
ziskaly 180 citaci (tedy od uvadénych 130 ohlast uvadénych k datt zafi 2012 v zavéru prace
pribylo dalsich 50, cozZ je za necelého pil roku velmi pékné).

Préce je zpracovana mimofadné peclivé. Graficka uprava i sazba je vzorna, prakticky v ni
nejsou pieklepy. Jako nevyhodu vniméam to, Ze neni rozliSeno, zda jsou vztahy uvadény

v soustavé CSG ¢i SI (zfejmé vétsinou v CSG, pouze v piipade rovnice 4.25 je uvedeno
upozornéni na odlisnou podobu pro SI).

Dotazy oponenta k obhajobé habilita¢ni prace (pocet dotazu dle zviaZeni oponenta)

1. V zavéru (kapitola 7) uchaze¢ uvadi, ze zaznamenal fadu praktickych vyuziti databaze
optickych funkei nelegovaného a silné legovaného kiemiku pfi vysokych teplotach, aniz by
viak uvedl podrobnosti. Rad bych se zeptal na podrobnéjsi popis vyuziti téchto dat.

2. Navazujici dotaz miff na pouziti elipsometrie pro sledovani technologickych procest pfi
polovodi¢ové vyrobé. Znamé je vyuziti elipsometrie pro sledovani depozic tenkych vrstev, ale
vyuziti pro sledovani technologickych procesti zahrnujicich kiemikové desky v zasobnicich
(napf. v difuznich pecich) narazi na potiebu optického piistupu, ktery se zda nemozny.
Existuje néjaké feSeni, pfipadné jaké jsou zkuSenosti s pouzitim elipsometrie pro sledovani
technologickych procesii v polovodi¢ové vyrobe?

3. Jaky dalsi vyvoj lze o¢ekavat v samotné elipsometrii?

Zaver

Habilitaéni prace Jana Sika ,,Studium optickych funkei polovodi¢i pomoci spektroskopické
elipsometrie* splriuje pozadavky standardné kladené na habilitaéni prace v oboru Fyzika
kondenzovanych latek.
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